z calkowitym rozdwojeniem (rys. 3.107b), gdy wartc’)s':é e jest wieksza niz
érednica obszaru lokalnej deformacji fali. Metoda rozmcquwa ma Szcze-
gblne zastosowanie do analizowania ztozonych deformacji fali.
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Rys. 3.107

Do badan w $wietle biatym odleglosé 1, jest tak dobierana aby dla fali
bez znieksztalcenia w catym polu widzenia wystepowata barwa czuta (p.
3.2.6), dzieki czemu wielko$¢ deformacji mozna ocenia¢ na podstawie zmia-
ny barwy w polu. .

Bardziej szczegblowe dane na ten temat mozna znalez¢ w [5] i [10].

3.5.6. Dwoéjlomnos$¢ wymuszona

Przez dwéjlomno$é wymuszong rozumie sie zjawiska w ciele izotropo-
wym, ktore pod wplywem oddzialywania réznych czynnikéw, takich jak
pole elektryczne, pole magnetyczne, czy oddzialywanie mechaniczne, po-
woduja ze ciala te nabierajg cech ciala anizotropowego. Rozwazania te
ograniczone zostang tylko do wplywu ostatniego czynnika. Pozostate opi-
sane sg w [8].

Ciata izotropowe pod wplywem naprezen wewnetrznych lub naprezen
wywolanych przez przylozenie zewnetrznych sit staja sie anizotropowe.
Zaldézmy na przyklad, ze rozpatrujemy plytke z plaskim stanem obcig-
zenia (rys. 3.108). O$ optyczna takiej ptytki jako osrodka anizotropowego

=)

Rys. 3.108

pokrywa sie z jednym z naprezen gitéwnych. Poniewaz w ogblnym przy-
padku w réznych punktach ciata, kierunek naprezen gtéwnych moze byé
rézny, to zmianie wspélrzednych rozpatrywanego punktu M w plytce to-
warzyszy zmiana kierunku osi optycznej. Oznacza to, ze ciato izotropowe
pod wplywem naprezen staje sie cialem anizotropowym niejednorodnym.
Niejednorodno$é oprocz potozenia osi dotyczy rowniez dwédjtomnosci
n, — ny dla ktérej mozna wykazaé, ze jest spelnione :
n,—ny = ¢(0;—05)
gdzie:
0y, 0 — naprezenia gidwne,
¢ — stala elastooptyczna materiatu.
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Plytke qbciqzonq mozna wiec uwazaé za zbidr krysztaléow o r6znie po-
lozonych .051ach optyc_znych oraz o roznym przesunieciu | zaburzenia zwy-
czajnego i nadzwyczajnego zgodnie z zaleznoscig (3.191)

L(M) = d(n,—ny) = cd o, (M) — 0y (M)] (3.203)

Jezeli taka plytka zostanie wstawiona miedzy polaryzator i analizator,
ktorych plaszezyzny drgan sg skrzyzowane, wowczas gdyby osrodek byt
nieobcigzony przez calg plytke przechodzitoby $wiatto spolaryzowane linio-
wo, ktore zostaloby catkowicie zatrzymane przez analizator. Pod wpltywem
obcigzenia w polu powstatby rozklad intensywnosci, dla ktérego minimal-
na intensywnos¢ zachodzitaby w punktach:

1) w ktoérych osie optyczne pokrywajg sie z plaszczyzng drgan anali-
zatora i polaryzatora. Wowczas w tych miejscach przez plytke przecho-
dzi tylko zaburzenie zwyczajne lub nadzwyczajne i ptytka wtedy nie ma
wplywu na zmiane stanu polaryzacji,

2) w ktorych zgodnie z wyrazeniami (3.198a) i (3.203) jest spelnione

l=cd(o,—0,) =mi m=0,+1,+£2.. (3.204)

Pierwszy zbior tworzacy pewne linie nazywane izoklinami daje infor-
macje, gdzie znajdujg sie punkty w plytce, dla ktérych kierunek napre-
zen gléwnych pokrywa z plaszczyzng. drgan polaryzatora lub analizatora,
to znaczy wyznacza trajektorie ustalonego kierunku naprezen giéwnych.
Obracajgc analizator i polaryzator o pewien kat ¢ mozna wyznaczy¢ tra-
jektorie, dla ktérych kierunek naprezen giownych wyznaczony jest przez
nowe polozenie ptaszczyzny drgan polaryzatora i analizatora.

Linie opisane w réwnaniu (3.204) pozwalaja wyznaczyé miejsca w kto-
rych réznica naprezen gtownych wynosi 0, £ /cd, *21/cd itd. Linie o sta-
tej réznicy naprezen gléwnych nazywane sg izochromami.

Technika wyznaczania dwojtomnosci pod wplywem obcigzenia znalazia
praktyczne zastosowanie do badania naprezen w cze$ciach maszyn o zio-
zonym ksztalcie. Celem tych badan moze by¢ sprawdzenie obliczen teo-
retycznych lub ich zastgpienie w przypadku, kiedy praktycznie sg nie-
wykonalne. W odpowiedniej skali wykonywany jest model z materiatu
przezroczystego o duzej statej elastooptycznej (zywica, celuloid), ktory na-
stepnie w polu widzenia polaryskopu (rys. 3.109) poddany jest obcigze-
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Rys. 3.109

niom. Zrédlo $wiatla umieszczone jest w ognisku kondensatora K. Sym-
bole P i A oznaczajg odpowiednio polaryzator i analizator. Na ekranie Ey,
ktéry znajduje sie w plaszczyznie sprzezonej przez ukiad 0 z plaszczyzng
modelu mozna obserwowaé linie charakteryzujace stan obcia‘Zema. 1zo-
kliny badane przy malych obcigzeniach moglyby przy Wiqk;zycb 1,ch war-
tosciach, wobec pokrywania sie ich z:izochromami, uniemozliwia¢ prawi-
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dlowe ich wyznaczanie. Przez dodanie dwoéch ¢wieréfalowek (rys. 3.'109),
ktérych osie optyczne potozone sg pod katem :c/é% do plaszpzyzny drgan po-
laryzatora, w obrazie interferencyjnym pozostajg tylko izochromy, ponie-
waz w tym przypadku, na model pada $wiatto spolaryzowane kotowo i tym

Rys. 3.110

samym brak jest wyr6znionego kierunku drgan w jego obszarze. Na rys.
3.110 podano dla ilustracji ksztalt izochrom dla fragmentu wspo6tpracu-

jacych kot zebatych. Zagadnienia elastooptyki zostaly szerzej omoéwione
w [11]. .
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